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Problema 1: 
 
En la figura 1 se representa un sistema de suministro de gas envasado. La alimentación de gas se realiza 
mediante un tanque de suministro y a través de una válvula reguladora de la presión que recibe el usuario. 
La acción del usuario es representada por una válvula de abertura variable ( z ).  
 
En la figura 2 se detalla la válvula reguladora. La presión regulada es la 2P  y se ajusta mediante una 
presión de referencia externa RP . Dichas presiones son las que se encuentran a un lado y otro de un 
diafragma de área A solidario al vástago que modula la abertura x de la válvula. Este vástago tiene masa m 
y rozamiento viscoso b contra sus asientos 
 

Figura 1: Sistema de suministro de gas Figura 2: Válvula reguladora 
 
 
La RelaC de la válvula regulada es: 

)0,(0 ≥∆=−∆⋅⋅ QPQPxKv  
 
La RelaC de la válvula de la carga usuario en tanto, es: 

)0,(0 ≥∆=−∆⋅⋅ QPQPzKc  
 
Se pide entonces: 
 
a) DM→ΣΦΙ . 
 
b) DBDM →  
 
c) ESEEDM /→  tomando como salida la presión 2P  


